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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

銀ナノ材料の表面形態と厚さ等を測定する。

実験
Experimental

銀ナノ材料をシリコンウエハーに乗せて、短波長レーザー顕微鏡OLS-4100で観察
した。短波長レーザー顕微鏡での測定では詳細な厚さがわからなったので、同じサ
ンプルについてナノサーチ顕微鏡を使って観察し厚さを測定した。

結果と考察
Results and Discussion

シリコンウエハーにのせた銀ナノ材料を短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]で観察し
たところ、銀ナノ材料の詳細までは観察できなかった(図1)。ナノサーチ顕微鏡では、
銀ナノ材料のより微細な部分を観察することができ、44nm程度の厚さを測定する
ことができた(図2)。しかしもっと薄い部分がある可能性があるので、さらにサンプ
ルを調製し、複数のサンプルを測定する必要がある。
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図1.短波長レーザー顕微鏡 [OLS-4100]で観察した銀ナノ材料
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図2.ナノサーチ顕微鏡で観察した銀ナノ材料
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